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磁化同軸プラズマガンにおけるプラズモイド生成の効率化表 題

金属，炭素などの薄膜生成装置およびイオン注入装置適用製品

高融点金属を含む合金薄膜の高速生成や炭素系薄膜の形成，また，イオン注入や熱

プラズマへの粒子供給等への応用が進められている「磁化同軸プラズマガン」につい

て，装置の複雑化や消費電力の増加なく，生成される磁化プラズモイドの生成効率を向

上させることを目的とした開発である。

目 的

磁化同軸ガンの外部電極に磁束保持導体外殻を設けることで，磁化磁場の利用効率

を向上させ，また，その形状設計を適切に行うことで，生成されるプラズモイドの再現性を

向上させることを実現した。

本発明は，基本的には導電率の高い導体外殻を外部電極上に設けるというパッシブな

制御手法であり，装置の複雑化や消費電力の増大等なしに，磁化プラズモイド生成効率

の向上を実現した。このため，製膜等の応用において，連続的なプラズモイド生成・射出

を要するケースで，省電力化などの効果が期待されるとともに，絶縁破壊位置やタイミン

グの再現性が向上することにより，より均一性の高いプラズモイド生成が実現している。
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